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Abstract 

 

 
Electrostatic actuators have major role in many MEMS devices, e.g. sensors, 

actuators. The amount of applied voltage to an electrostatic actuator has a direct 

impact on frequency throughout the actuator. This research aims to study the 

compensating frequency by using pressure equivalent to thevalue of thedirect 

voltage through Electrostatic actuatorin a micro-cantilever. Finite element method, 

ANSYS, was used as a simulation tool. 
 

 

  المستخلص

لميكانيكية متناهية الصغر على سبيل للمحرك الإلكتروستاتيكي دوراً هاماً في كثير من الانظمة الكهربائية ا

لمقدار فرق الجهد المسلط على المحرك تأثير مباشر على التردد خلال . المثال الحساسات والمحركات

هذا البحث يهدف لدراسة ضبطية التردد عن طريق استخدام الضغط المعادل لقيمة فرق الجهد . المحرك

تم إستخدام طرق التحليل المحدود . مصغر) بوليعلى شكل كا(المباشر خلال محرك إلكتروستاتيكي 

  .للعناصر ممثله في برنامج انسيس كوسيلة للمحاكاة

 

 

 

 



1.1. Introduction: 

Electro statically actuated cantilever beam is a base component in low frequency 

MEMS filters. The cantilevers are used in electrical sensors. The purpose of 

research is compensating frequency change using DC voltage on electrostatic 

actuator by applying MEMS technology and simulating by ANSYS program. 

1.2. Research Problem: 

When production actuators are set to a specific frequency with adding AC voltage, 

In some cases, for reasons manufacturing occurring difference in the values of 

frequencies actuators. In order to change the frequency we have to change the 

actuator.Instead of changing the actuator can change the frequency and control its 

value by DC voltage. 

1.3.  Objective: 

This research aimed to study:- 

1.   The effect DC voltage to frequency value. 

1.4. Methodology: 

NO 
 

ASSIGNMENTS Duration in weeks  DATE  from___to 

1 Studying ANSYS course 3 1628/11/2013ــــــــــ  

2 The model design 2 821/12/2013ــــــــ  
3 Mid term exams 5 2215/1/2014ــــــــــــ  
4 Mid term holyday  2 1615/2/2014ــــــــــــ  
5 Model tests & model 

modification   
22/2/2014ـــــــــ16 1  

6 Out put analysis 2 238/3/2014ـــــــــــــ  
7 Final forming  3 929/3/2014ــــــــ  
8 Dead line   2014/5/15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


